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Ранее в [1,2] экспериментально и теоретически были исследованы особенности динамики быстрых лазерно-индуцированных вакуумных разрядов. Установлено, что одной из особенностей быстрого разряда является возможность формирования микропинчевых структур на фронте расширяющейся в вакуум катодной струи. При этом характеристики фор-плазмы, образуемой лазерным излучением, играют ключевую роль в процессе формирования пинча. Возможность оптимизации характеристик инициирующего разряд лазерного излучения и межэлектродного расстояния  позволяет стабилизировать момент возникновения перетяжки и увеличить степень ее сжатия. С другой стороны процесс формирования микропинчевой структуры в катодной плазменной струе вакуумного разряда имеет существенное отличие от пинчевания плазмы "классической" сильноточной  искры. А именно,  определяющим параметром  процесса пинчевания катодной струи  является скорость нарастания тока разряда, тогда как в классических системах именно амплитуда тока определяет характеристики плазмы пинча. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований ионной эмиссии из плазмы  лазерно-индуцируемого вакуумного разряда. Показано, что одним из механизмов генерации многозарядных ионов материала катода в плазме разряда  является процесс пинчевания катодной струи. В частности, в низковольтном разряде с амплитудой ≈1,7 кА, скоростью нарастания тока ≈7,5·109А/с и напряжением на накопителе 2,3 кВ достигнуто устойчивое пинчевание плазменной струи при его инициировании лазерным импульсом длительностью 30 пс, энергией  8-10 мДж и плотностью мощности  5·1011 Вт/см2 на Al- катоде.  Для данного разряда получены энергетические спектры и распределение зарядового состава ионов, эмитируемых  из плазмы разряда. Средний заряд  ионного пучка находится в диапазоне  +(4,9-5,2).  Максимальные заряд  и энергия ионов,  достигают  величин  +8 и 14 кэВ/Z соответственно. Энергии ионов приблизительно  5Z раз превышают потенциал источника тока.  Проведен качественный анализ характеристик ионного пучка в зависимости от энергии лазерного импульса. Сравнительный анализ ионной эмиссии из лазерной плазмы и плазмы лазерно-индуцируемого разряда показал схожесть энергетических характеристик ионных потоков из плазмы разряда  и плазмы, образованной на поверхности мишени  лазерным импульсом длительностью 30 пс  с  энергией 500 мДж и плотностью мощности  2·1013 Вт/см2. Проведенные исследования дают основания полагать,  что применение катодов из металлов с большим Z (таких как: Ta, W и др.) и увеличение напряжения на накопителе до 15-20 кВ приведет к генерации ионов с Z до +30 и увеличению их энергии до нескольких МэВ.
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